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プラズマの電子温度𝑇eと電子密度𝑛eは重要なパラメータである。衝突輻射モデル（CR

モデル）を用いた He I線強度比法[1]は多くの装置で使われており[2-4]、複数の He I線

の強度比から𝑇eと𝑛eを評価する。GAMMA 10/PDXでは、西エンド部に設置されたダイ

バータ模擬装置(D-module)に、端損失プラズマを照射してダイバータ模擬実験が行われ

ている[5]。D-module 内のプラズマの He I(728.1nm)/He I(706.5nm)と He I(667.8nm)/He 

I(728.1nm)の 2つの強度比を干渉フィルターと光電子増倍管 (PMT)を用いて高時間分解

能で計測して、𝑇eと𝑛eを評価している。本研究では、He I線強度比法を用いて計測した

𝑇eと静電プローブより計測した𝑇eの比較と上流部での加熱による端損失プラズマへの

影響を調べることを目的とした。 

本実験では、GAMMA 10/PDX のセントラル部のプラズマに ECH(Electron Cyclotron 

Heating)を印加した。そして D-module内に Heガスの供給を行い、He I線の分光計測を

行った。D-module 内に設置されている静電プローブの位置と He I 線を計測している測

定位置を図 1に示す。また、He I線強度比法から得られた電子温度と静電プローブから

得られた電子温度の時間変化を図 2 に示す。ECH 印加前では He I 線強度比法から得ら

れた電子温度は静電プローブから得られた電子温度よりも約 40%高かった。ECH 印加

中では He I 線強度比法の結果から電子温度が時間とともに直線的に上昇していること

が確認された。そして ECH 印加終了後約 25ms で ECH 印加前と同じ電子温度に戻るこ

とがわかった。 
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図 2 静電プローブと He I線強度比法から 

得られた電子温度の時間変化 

図 1 D-module 内部の概略図 


